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報告書データ / Report
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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

生体分子集合体をマイクロ流路内において非接触で操作するための超音波デバイス
の設計・製作を実施した。ARIMの設備を用いて製作した超音波デバイスは良好な
動作を示し、研究の進展に大きな貢献をした。

実験
Experimental

スパッタリング装置を用いて、シリコン基板上にクロム膜を製膜し、それをマスク
としてシリコンに深さ数10 umの流路を深堀エッチングにより掘りこんだ。その後、
底面の粗さを接触式段差計を用いて計測した。

結果と考察
Results and Discussion

製作した超音波デバイスは、我々の研究プロジェクトにおいて意図した動作を示し
た。一方で、深さ方向に加工の不均一性が見られ、これを改善することによりさら
に高スループットの計測が行うことが期待される。また、さらに微細なパターンを
加工し、実験可能な超音波の周波数を高周波化することにより、より小さな分子集
合体の操作を行うことが期待される。
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